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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft einen Vakuumschalter
und eine Vakuumschaltanlage, gekennzeichnet
durch eine geerdete Vakuumkammer aus einem me-
tallischen Behalter, der mit einer Isolierung mit einer
Erdungsschicht auf seiner duReren Oberflache be-
schichtet ist, und einen festen Isolator.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Gemal der Fig. 4 ist eine Bogenabschir-
mung 9 zum Unterdriicken eines Defekts entlang ei-
ner Oberflache eines Isolators 2 innerhalb einer Va-
kuumkammer eines Vakuumschalters 1 angeordnet.
Jedoch bestehen Einschrankungen hinsichtlich einer
Verringerung der radialen Abmessung des Vakuum-
schalters, da es erforderlich ist, dem elektrischen
Feld an den Endabschnitten der Bogenabschirmung
9 Berlcksichtigung zu schenken. Bei einem her-
kémmlichen Vakuumschalter 1 sind der metallische
Behalter 3a und der busseitige Leiter 14 geladene
Teile, die der Atmosphare ausgesetzt sind.

[0003] Ein anderer Typ eines Vakuumschalters ist in
der Patentoffenlegungsveréffentlichung EP 01 176
665 beschrieben, bei der davon ausgegangen wird,
dass sie den nachstkommenden Stand der Technik
reprasentiert. Dieser Vakuumschalter verflgt Uber
eine Vakuumschalterkammer und ein Isoliergehause,
das die Kammer enthalt. Der metallische Behalter der
Kammer, der die Elektroden enthalt, ist nicht der At-
mosphéare sondern einem isolierenden Gas im Ge-
hause ausgesetzt. Um das Gas bereitzustellen, ist
zwischen der Vakuumschalterkammer und dem iso-
lierenden Gehause ein Hohlraum ausgebildet.

[0004] Wenn die Vakuumschalter 1 fir eine Vaku-
umschaltanlage verwendet werden, ist es erforder-
lich, ausreichende Isolationsabstande zwischen den
geladenen Teilen und den Phasen, den Stellgliedern
und einem einschlielenden Gehause, wie es in den
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist, Berticksichtigung zu
schenken. Daher besteht eine Einschréankung dahin-
gehend, die Schaltanlage mit drastisch kleiner GroRRe
auszubilden.

[0005] Ferner tritt, da der metallische Behalter 3a
und der busseitige Leiter 14 geladene Teile sind, ein
Interphasen-Kurzschluss oder ein Erdungsfehler,
hervorgerufen durch fehlerhaften Kontakt, auf, und
manchmal kann ein Unfall zu einer Verletzung fihren.

[0006] Es ist erforderlich, ein kompaktes Vertei-
lungs- und Transformationssystem zu entwickeln,
das die Sicherheit verbessern kann, um das Auftre-
ten von Unfallen mit elektrischen Schlagen wahrend
Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu verringern,
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wobei ein Problem betreffend Schwierigkeiten des
Erfassens des Orts einer Verteilungs- und Transfor-
mationsunterstation gelést werden kann, um den er-
héhten Bedarf an verbrauchter elektrischer Energie
in einem stark bevélkerten stadtischen Distrikt zu
meistern.

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen Va-
kuumschalter und eine Vakuumschaltanlage zu
schaffen, die die Sicherheit wahrend Wartungs- und
Inspektionsarbeiten verbessern kénnen und mit im
Wesentlichen geringer GréRe und im Wesentlichen
geringem Gewicht hergestellt werden kénnen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die obige Aufgabe ist durch einen Vakuum-
schalter gemafll dem Anspruch 1 und eine Vakuum-
schaltanlage gemaR den Anspriichen 4 und 5 geldst.
Die abhangigen Anspriche sind auf bevorzugte Aus-
fuhrungsformen der Erfindung gerichtet. Durch eine
Ausfuhrungsform der Erfindung ist eine Vakuum-
schaltanlage mit Vakuumschaltern und einem Steue-
rungsabschnitt zum Steuern von Betatigungsmecha-
nismen geschaffen, wobei jeder der Vakuumschalter
Folgendes aufweist: eine geerdete Vakuumkammer,
in der ein metallischer Behalter und Isolatoren gas-
dicht durch z. B. Keramik befestigt sind, wobei der
metallische Behalter mit einer Isolierung beschichtet
ist und eine Erdungsschicht auf seiner duferen Ober-
flache vorhanden ist; eine feste Elektrode, die durch
den festen Isolator hindurch angebracht ist; eine be-
wegliche Elektrode, die durch den festen Isolator hin-
durch in einer solchen Positionsbeziehung ange-
bracht ist, dass sie die feste Elektrode berthrt und
sich von ihr trennt; und ein bewegliches Teil, das mit
dem Betatigungsmechanismus verbunden ist, um die
bewegliche Elektrode anzutreiben, und zur bewegli-
chen Elektrode. Bei der Erfindung bedeutet Schalter
eine Maschine, die zwischen der festen Elektrode
und der beweglichen Elektrode einen Kontakt her-
stellt bzw. diesen unterbricht. Schaltanlage bedeutet
eine Maschine mit einer Steuerungsanlage, und sie
enthalt eine Kombination aus einer oder mehreren
Schalteinheiten, einer oder mehreren Einheiten hin-
sichtlich einer Betatigungseinheit, einer Messeinheit,
einer Schutzeinheit und einer Einstelleinheit, sowie
innere Verbindungen in einem umschlossenen Kas-
ten. Ferner verfugt eine Schaltanlage, zuséatzlich zu
den oben beschriebenen Strukturen, Gber eine Grup-
pe dieser Maschinen und Einheiten mit Hilfsmitteln
und Haltekonstruktionen, und sie verfiigt ferner Gber
einen Steuerungsabschnitt zum Steuern des Betati-
gungsmechanismus.

[0009] Bei einer Ausflhrungsform der Erfindung
liegt der Vakuumdruck unter 133:10™* Pa (10~ Torr),
vorzugsweise unter 133:10° Pa (107 Torr), und ins-
besondere ist es bevorzugt, dass der Druck unter
133:10® Pa (10 Torr) liegt. Daher muss, um die
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Spannungsfestigkeit zwischen dem busseiten Leiter
und dem Erdungsleiter sowie zwischen dem lastseiti-
gen Leiter und dem Erdungsleiter aufrecht zu erhal-
ten, die Oberflachenform der festen Isolatoren auf
der Atmospharenseite den Abstand entlang der der
Atmosphare ausgesetzten Oberflache so stark wie
moglich verlangern. Zum Beispiel kann davon ausge-
gangen werden, dass die Form eine glatt krummlini-
ge Flache oder eine teilweise oder vollstandig gefal-
tete Flache ist.

[0010] Die fur den Isolator in Betracht gezogenen
Materialien sind isolierende Materialien wie Epoxid-
harz, Keramik usw., jedoch ist ein isolierender Kaut-
schuk mit hohen Haftungseigenschaften zum metalli-
schen Behalter bevorzugt. Die Erdungsschicht auf
der auBeren Oberflache des Isolators kann dadurch
hergestellt werden, dass ein elektrisch leitendes Ma-
terial auf die Oberflache aufgetragen, plattiert oder
zur Haftung gebracht wird.

[0011] Ein Vakuumschalter gemafl einer Ausfih-
rungsform der Erfindung weist Folgendes auf:
— einen festen Isolator fir Isolierung zwischen ei-
nem metallischen Behalter und einer festen Elek-
trode;
— einen festen Isolator fur Isolierung zwischen
dem metallischen Behalter und einer beweglichen
Elektrode;
— eine geerdete Vakuumkammer aus dem metalli-
schen Behalter, bedeckt mit einer Isolierung mit
einer Erdungsschicht auf einer duferen Oberfla-
che, und den festen Isolatoren; und
— wobei die bewegliche Elektrode im Inneren der
Vakuumkammer gasdicht eingeschlossen ist und
sie durch einen Betatigungsmechanismus ange-
trieben wird.

[0012] Ferner ist bei einer Ausfiihrungsform die fes-
te Elektrode gasdicht in das Innere der Vakuumkam-
mer eingeschlossen, wobei die feste Elektrode mit ei-
ner elektrischen Spannungsleitung in Verbindung
steht.

[0013] Ferner weist eine erfindungsgemafie Vaku-
umschaltanlage Folgendes auf:
— Vakuumschalter;
— Betatigungsmechanismen zum Antreiben einer
beweglichen Elektrode;
— eine Betatigungskammer zum Steuern der Beta-
tigungsmechanismen; und
— eine geerdete Vakuumkammer, die die Vakuum-
schalter, die Betatigungsmechanismen und die
Betatigungskammer enthalt;
— wobei jeder der Vakuumschalter auf die oben
dargelegte Weise aufgebaut ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die eine Aus-
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fuhrungsform eines Vakuumschalters gemaf der Er-
findung zeigt.

[0015] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die eine Aus-
fuhrungsform einer Vakuumschaltanlage gemaR der
Erfindung zeigt.

[0016] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die eine Aus-
fuhrungsform einer Vakuumkammer gemaR der Er-
findung zeigt.

[0017] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die einen her-
kdmmlichen Vakuumschalter zeigt.

[0018] Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die eine her-
kémmliche Vakuumschaltanlage zeigt.

[0019] Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die eine her-
kémmliche Vakuumschaltanlage zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH-
RUNGSFORMEN

[0020] Die Eig. 1 zeigt den Grundaufbau einer Aus-
fuhrungsform eines Vakuumschalters 1 gemaR der
Erfindung. Eine Vakuumkammer besteht aus einem
metallischen Behalter 3, festen Isolatoren 2a und 2b,
einem Isolator 4 und einer Erdungsschicht 5. Der me-
tallische Behalter 3 der Vakuumkammer besteht z. B.
aus rostfreiem Stahl. Die festen Isolatoren 2a und 2b
sind am oberen und am unteren Teil des metallischen
Behalters 3 befestigt, und eine feste Elektrode 6 und
eine bewegliche Elektrode 7 sind an den festen Iso-
latoren 2a bzw. 2b angebracht. Genauer gesagt, be-
stehen die festen Isolatoren 2a und 2b aus einer Alu-
miniumoxidkeramik. Die bewegliche Elektrode 7 wird
mittels eines Balgs durch den festen Isolator 2b ge-
halten. Die bewegliche Elektrode 7 kann durch eine
Betatigungsstange vertikal verstellt werden. Die feste
Elektrode 6 und die bewegliche Elektrode 7 sind gas-
dicht in das Innere der Vakuumkammer eingeschlos-
sen. Vakuum bildet eine der besten Isolierungen, und
demgemal kann durch dichtes Einschlielfen der
Elektroden in die geerdete Vakuumkammer der Isola-
tionsabstand zu den anderen Komponenten verkirzt
werden. Fur den Isolator 4, der den metallischen Be-
halter 3 bedeckt, ist ein stark anhaftender Isolierkau-
tschuk verwendet. Die Erdungsschicht 5 auf der au-
Reren Oberflache des Isolators 4 kann dadurch her-
gestellt werden, dass ein elektrisch leitendes Material
auf die Oberflache aufgetragen, plattiert oder zur An-
haftung gebracht wird.

[0021] Da der metallische Behalter 3 als Bogenab-
schirmung dient, ist es nicht erforderlich, ihn mit kom-
plizierter Form, wie den herkdmmlichen, auszubil-
den, und demgemaf kann er in der radialen Richtung
kompakt ausgebildet werden.

[0022] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen den Grundauf-
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bau einer Ausfliihrungsform einer Vakuumschaltanla-
ge gemal der Erfindung. Da jeder der Vakuumschal-
ter geerdet ist, kann der Vakuumschalter fiir eine
Phase nahe dem Vakuumschalter fir die andere
Phase und dem Stellglied angebracht werden. Dem-
gemal kénnen der Abstand zwischen den Vakuum-
schaltern, der Abstand zwischen dem Vakuumschal-
ter und dem Stellglied und dem einschlieRenden Ge-
hause verkurzt werden, und die Vakuumschaltanlage
kann mit kleiner Gréflke und geringem Gewicht herge-
stellt werden.

[0023] Gemal der Erfindung kénnen der Abstand
zwischen den Vakuumschaltern und der Abstand zwi-
schen dem Vakuumschalter und dem Stellglied und
dem umschlieenden Gehduse verkurzt werden. Da-
durch ist es mdglich, eine Vakuumschaltanlage zu
schaffen, die im Wesentlichen Uber geringe GroRe
und im Wesentlichen Uber geringes Gewicht verfiigt.
Ferner kann, da die Schalter geerdet sind, die Sicher-
heit wahrend Wartungs- und Inspektionsarbeiten ver-
bessert werden.

Patentanspriiche

1. Vakuumschalter mit einer Vakuumkammer, die
folgendes aufweist:
einen Metallbehalter (3);
einen festen Isolator (2a) zur Isolierung zwischen
dem Metallbehalter (3) und einer festen Elektrode (6),
die gasdicht innerhalb der Vakuumkammer einge-
schlossen und mit einer elektrischen Starkstromlei-
tung verbunden ist, und
einen festen Isolator (2b) zur Isolierung zwischen
dem Metallbehalter (3) und einer beweglichen Elek-
trode (7), die innerhalb der Vakuumkammer gasdicht
eingeschlossen ist und mittels eines Betatigungsme-
chanismus in Kontakt mit der festen Elektrode (6) ge-
bracht oder von ihr getrennt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dal
die Vakuumkammer geerdet ist, und
der Metallbehalter (3) mit einer Isolierung (4) be-
schichtet ist, auf deren aulierer Oberflache eine Er-
dungsschicht (5) ausgebildet ist.

2. Vakuumschalter nach Anspruch 1, wobei die
Erdungsschicht durch Platieren der au3eren Oberfla-
che der Isolierung mit einem leitfahigen Material oder
durch Aufbringen oder Anhaften des leitfahigen Ma-
terials auf der &uReren Oberflache der Isolierung
ausgebildet ist.

3. Vakuumschalter nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei eine Atmosphéarenseite des festen Isolators eine
glatt krummlinige Oberflache oder eine teilweise oder
insgesamt faltige Oberflache aufweist.

4. Vakuumschaltanlage mit mehreren Vakuum-
schaltern nach einem der Anspriiche 1 bis 3, deren
Phasen aneinander angrenzend angeordnet sind.
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5. Vakuumschaltanordnung mit mehreren Vaku-
umschaltern nach einem der Anspriiche 1 bis 3, de-
ren Phasen jeweils neben einem Betatiger angeord-
net sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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